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光コム干渉計は、パルスのキャリア波どうしの干渉縞を検出するが、エンベロープの局在

性を利用し、干渉縞の周期を特定することで絶対距離測定を実現できる。また、キャリア波

とエンベロープの伝搬は異なる屈折率 (位相と群) に従うため、各々の伝搬時間を高精度に

測定できれば、同時に、屈折率分散を用いた空気屈折率自己補正を実現でき、実用的に有用

である[1,2]。しかし、よく用いられる時間幅 100 fs 程度のパルスではエンベロープの半値

幅は 30 µm 程度であり、高精度距離測定実現のためには、ピーク位置検出の高分解能・高

精度化が求められる。本研究では、ピーク位置検出に高感度タイミングジッター検出法[3]
を適用して、キャリア位相とエンベロープの関係を利用した光コム干渉計を開発している。

今回は、キャリア波を用いたヘテロダイン干渉計と 2 種類のタイミングジッター検出法に

よるエンベロープ検出を用いて干渉計を構築し、それらの性能を比較・評価した。 
実験配置を図 1 に示す。Er ファイバレーザーからの光コムを音響光学素子(AOM)によっ

て周波数シフトさせ、1 次回折参照光と 0 次回折測定光によるヘテロダイン干渉計を構築し

た。同時に、同一光路差を Balanced Optical Cross Correlator (BOC)[4]と合成波長の位相

検出法 (Synthetic Wavelength)[5]の 2 種類のタイミングジッター検出法により測定を行っ

た。図 2 に等光路差干渉計配置における検出信号の安定性を示す。3 つの測定手法によっ

て、いずれも光路長としてナノメートルレベルの安定性が得られていることがわかる。 
本研究は、JST-ERATO 美濃島知的光シンセサイザプロジェクトの助成を受けた。 

  
図 1 実験配置図           図 2 各検出手法による安定性評価 
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